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 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономноеt образовательное учреждение  

высшего  образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

_2020_/_2021__учебный год 
 

ОЦЕНКИ Дисциплина  

«Электрофизические и плазменные установки» 
Лекции 16 час. 

«Отлично» A 90 - 100 баллов 
Практ. занятия 16 час. 

 Лаб. занятия 0 час. 

«Хорошо» 
В 80 –   89 баллов по направлению 03.03.02 Физика 

 
Всего ауд. работа 32 час. 

C 70  – 79 баллов СРС 40 час. 

«Удовл.» 
D 65  – 69 баллов 

 
ИТОГО 72 

  час. 

 

E 55  – 64 баллов  2 з.е. 

Зачтено P 55 - 100 баллов    

Неудовлетвори

тельно / 

незачтено 

F 0 - 54 баллов 

 

Результаты обучения по дисциплине: 
РД1 Знать основные принципы и порядок работы вакуумных установок, газоразрядных источников плазмы 

РД2 Осуществлять поиск и анализ научно-технической информации в информационных ресурсах, подготовку научных 

докладов 

РД3 Реализовывать технологические процессы модификации поверхности материалов и изделий с использованием 

современного вакуумного плазменного оборудования 

РД4 Знать основные методы пучково-плазменной обработки поверхности 

 

Оценочные мероприятия(7 семестр –зачет): 

7 семестр  - форма контроля – зачет  

Оценочные мероприятия Кол-

во 

Баллы  

Текущий контроль: 80  

ТК1 Посещение лекций 8 16  

ТК2 Опрос  16 24  

ТК3 ИДЗ 3 40  

     

     

 ИТОГО  80  

Промежуточная аттестация:   

ПА1 Зачет 1 20  

     

     

 ИТОГО 100  
 



2 
 

 

7 семестр 

Н
ед

е
л

я
 

Дата 

начала 

недели 

Р
е
зу

л
ь

т
а
т
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 п
о
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е
 

Учебная деятельность  

Кол-во 

часов 

Оценочное  

мероприятие 

Кол-во 

баллов 

Информационное 

обеспечение 

Ауд. Сам. 

Учебная 

литерату

ра 

Интернет

-ресурсы 

Видео-

ресурс

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  

РД1, 

РД2 

Лекция 1. Электрофизические и плазменные установки. 

Введение в курс 

2  ТК1 

ТК2 

3,5 ОСН 1,2   

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 5      

Изучение материала лекции. Решение ИДЗ 1.        

2  

РД1, 

РД2 

Практическое занятие 1. Физика газового разряда 2  ТК2 1,5 ОСН 1,3   

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 5      

Решение ИДЗ 1.        

3-4  

РД1, 

РД2 

РД3 

РД4 

Лекция 2. Магнетронные распылительные системы. 2  ТК1 

ТК2 

3,5 ОСН 1-

3 

ДОП 1 

  

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Изучение материала лекции. Решение ИДЗ 2 

 

       

Практическое занятие 2.  Эмиссия электронов с 

поверхности твёрдого тела. Эмиссионная электроника 

2  ТК2 1,5    

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Решение ИДЗ 2        

5-6  

РД1, 

РД2 

РД3 

РД4 

Лекция 3.  Источники ионов 2  ТК1 

ТК2 

3,5 ОСН1-3 

 

  

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Изучение материала лекции 

 

       

Практическое занятие 3. Расчёт коэффициента 

распыления материала и определение изменения 

элементного состава мишени при облучении её ионами 

инертного газа.  

2  ТК2 1,5    

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Решение ИДЗ 2        

7-8  

РД1, 

РД2 

РД3 

РД4 

Лекции 4. Источники электронов 2  ТК1 

ТК2 

3,5 ОСН 2-

3 

ДОП 1 

  

       

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Изучение материала лекции 

 

       

Практическое занятие 4.  Расчёт коэффициента 

распыления материала и определение изменения 

элементного состава мишени при облучении её ионами 

инертного газа 

2  ТК2 1,5    

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Решение ИДЗ 2.         

9  

 

Конференц-неделя 1     ОСН 1-

3 

 

  

Защита ИДЗ 1 и 2.   ТК3 20    

        

   Всего по контрольной точке (аттестации) 1 16  22  40    

10-

11 

 РД1, 

РД2 

РД3 

Лекция 5. Источники дугового разряда 2  ТК1 

ТК2 

3,5 ОСН 1-

3 

ДОП 1 
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Учебная деятельность  

Кол-во 

часов 

Оценочное  

мероприятие 

Кол-во 

баллов 

Информационное 

обеспечение 

Ауд. Сам. 

Учебная 

литерату

ра 

Интернет

-ресурсы 

Видео-

ресурс

ы 

РД4 Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Изучение материала лекции 

 

       

Практическое занятие 5. Осаждение тонкоплёночных 

покрытий с помощью плазменных источников 

2  ТК2 1,5 ДОП 1-

4 

  

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Домашнее задание. Поиск информационного материала 

в интернете, методические указания, п.5 

       

12-

13 

 

РД1, 

РД2 

РД3 

РД4 

 

Лекция 6. Плазматроны. 2  ТК1 

ТК2 

3,5 ОСН 

1,3,4 

 

  

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Изучение материала лекции 

 

       

Практическое занятие 6. Осаждение тонкоплёночных 

покрытий с помощью плазменных источников 

2  ТК2 1,5    

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Домашнее задание. Поиск информационного материала 

в интернете, методические указания, п.6 

       

14-

15 

 

РД2 

РД3 

РД4 

 

 

Лекция 7. Установки пучкового и плазменного 

модифицирования поверхности 

2  ТК1 

ТК2 

3,5 ОСН 1,3 

ДОП 1 

  

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Изучение материала лекции 

 

       

Практическое занятие 7. Осаждение тонкоплёночных 

покрытий с помощью плазменных источников 

2  ТК2 1,5    

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Домашнее задание. Поиск информационного материала 

в интернете, методические указания, п.7 

       

16-

17 

 

РД2 

РД3 

РД4 

 

Лекция 8. Основы проектирования вакуумных 

плазменных установок 

2  ТК1 

ТК2 

3,5 ОСН 

1,3,5 

 

  

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 2      

Изучение материала лекции 

 

       

Практическое занятие 8 . Осаждение тонкоплёночных 

покрытий с помощью плазменных источников 

2  ТК2 1,5 ДОП 1-

4 

  

Выполнение мероприятий в рамках самостоятельной 

работы студента: 

 4      

Защита ИДЗ 3. 

Подготовка к зачету 

   20    

18  

 

Конференц-неделя2        

Зачет   ПА1 20    

  

        

        

        

   Всего по контрольной точке (аттестации) 2 16 18  60    

           

   Общий объем работы по дисциплине 32 40  100    

 



https://e.lanbook.com/reader/book/52087/#2
https://e.lanbook.com/book/10269
https://e.lanbook.com/reader/book/73531/#2
https://e.lanbook.com/book/73509
https://e.lanbook.com/book/90482
https://e.lanbook.com/book/3729
https://e.lanbook.com/book/62923
https://e.lanbook.com/book/75958
https://e.lanbook.com/book/104994

